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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von Tubenkörpern

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zum
Herstellen von Tubenkörpern für Verpackungstuben aus
einer Substratbahn (4), mit einem sich in eine Axialrich-
tung erstreckenden, langgestreckten Dorn (2), um wel-
chen die Substratbahn (4) zur Herstellung einer Rohr-
form (5) umformbar ist, und mit Schweißmitteln (6) zum
Verschweißen der Substratbahn (4) sowie mit minde-
stens einem entlang einer Oberfläche (12, 13) umlaufend

antreibbaren Schweißband (10, 11). Erfindungsgemäß
ist vorgesehen, dass in der Oberfläche (12, 13) Gasaus-
trittsöffnungen (18) vorgesehen sind, durch die Gas zum
Erzeugen eines Gaskissens (14, 15) zwischen der Ober-
fläche (12) und dem dieser zugeordneten Schweißband
(10, 11) austreten kann. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (1) zum Her-
stellen von Tubenkörpern aus einer Substratbahn. (4).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Her-
stellen von Tubenkörpern für Verpackungstuben aus ei-
ner schweißbaren Substratbahn gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1, mit einem sich in eine Axialrichtung
erstreckenden, langgestreckten Dorn, um welchen die
Substratbahn, insbesondere ein Kunststofflaminat, ggf.
mit einer Metallisierung oder Metallschicht zur Herstel-
lung einer Rohrform umformbar ist, und mit Schweißmit-
teln zum Verschweißen der Substratbahn sowie mit min-
destens einem entlang einer ersten Oberfläche umlau-
fend antreibbaren Schweißband. Ferner betrifft die Er-
findung ein Verfahren zum Herstellen von Tubenkörpern
für Verpackungstuben aus einer Substratbahn mit einer
solchen Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 13.
[0002] Bekannte Vorrichtungen zum Herstellen von
Tubenkörpern umfassen ein inneres und ein äußeres,
jeweils umlaufend antreibbares Schweißband, zwischen
denen die Substratbahn sandwichartig aufnehmbar und
klemmbar ist. Die Schweißbänder haben u. a. die Auf-
gabe, für einen gleichmäßigen Wärmeeintrag beim
Durchlaufen von, meist eine Hochfrequenzschweißein-
richtung umfassenden, Schweißmittel zu sorgen. Dar-
über hinaus dienen die Schweißbänder dazu, in einem
dem Schweißschritt nachgelagerten Kühlschritt gleich-
mäßig Wärmeenergie zum Aushärten der Schweißnaht
zu entziehen. Zudem fixieren sie die Rohrform und schüt-
zen die frische Schweißnaht. Anstelle von zwei
Schweißbändern ist es denkbar, nur ein Schweißband
vorzusehen, wenn das Substratband auf einer dem ein-
zigen Schweißband abgewandten Seite gegen eine orts-
feste Andruckfläche drückt. Nachteilig bei der letzten
Ausführung ist die erhöhte Reibung.
[0003] Bei bekannten Vorrichtungen ist zur Reibungs-
minimierung zwischen dem mindestens einen, im Regel-
fall aus Stahl ausgebildeten, Schweißband und einer
ortsfesten Oberfläche, entlang der das Schweißband
transportiert wird, insbesondere eine Dornoberfläche
oder eine Oberfläche einer Kühleinheit, ein PTFE-Strei-
fen vorgesehen, der eine Dickenerstreckung von etwa
100 Pm aufweist. Der PTFE-Streifen unterliegt einem na-
türlichen Reibverschleiß und muss daher regelmäßig
ausgetauscht werden. Darüber hinaus ist der Wärme-
übergang zwischen der dem Schweißband zugeordne-
ten Oberfläche und dem Schweißbad aufgrund der Dik-
kenerstreckung des PTFE-Streifens verbesserungswür-
dig.
[0004] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
verbesserte Vorrichtung zum Herstellen von Tubenkör-
pern anzugeben, die sich durch eine höhere Standzeit
auszeichnet. Bevorzugt soll auch der Wärmeenergie-
übergang zwischen einer dem Schweißband zugeord-
neten, feststehenden Oberfläche und dem Schweißband
zur Gewährleistung eines verbesserten Wärmeeintrags
in die Substratbahn und/oder eines verbesserten Wär-

meentzugs aus der Substratbahn optimiert werden. Fer-
ner besteht die Aufgabe darin, ein entsprechend verbes-
sertes Verfahren zum Herstellen von Tubenkörpern an-
zugeben.
[0005] Diese Aufgabe wird hinsichtlich der Vorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst und bei einer
gattungsgemäßen Vorrichtung insbesondere dadurch,
dass in der ersten Oberfläche Gasaustrittsöffnungen vor-
gesehen sind, durch die Gas zum Erzeugen eines Gas-
kissens zwischen der Oberfläche und dem mindestens
einem Schweißband austreten kann. Hinsichtlich des
Verfahrens wird die Aufgabe mit den Merkmalen des An-
spruchs 13 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Untersprüchen angegeben. In den
Rahmen der Erfindung fallen sämtliche Kombinationen
aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den An-
sprüchen und/oder den Figuren offenbarten Merkmalen.
Zur Vermeidung von Wiederholungen sollen vorrich-
tungsgemäß offenbarte Merkmale als verfahrensgemäß
offenbart gelten und beanspruchbar sein. Ebenso sollen
verfahrensgemäß offenbarte Merkmale als vorrichtungs-
gemäß offenbart gelten und beanspruchbar sein.
[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, das
mindestens eine Schweißband auf einem Gaskissen zu
lagern bzw. zwischen der feststehenden, mit einer auf
einer von der Substratbahn abgewandten Seite des
Schweißbandes angeordneten Oberfläche und dem re-
lativ zu dieser Oberfläche bewegten Schweißband ein
Gaskissen, insbesondere ein Luftkissen zu erzeugen, in-
dem in der Oberfläche Gasaustrittsöffnungen vorgese-
hen sind, durch die hindurch Gas, insbesondere Druck-
luft, gefördert werden kann. Durch die Realisierung des
Gaskissens zur Lagerung des Schweißbandes kann be-
vorzugt auf einen im Stand der Technik vorgesehenen
PTFE-Streifen zur Reibungsminimierung verzichtet wer-
den. Darüber hinaus ist es möglich, den Abstand zwi-
schen dem Schweißband und der ersten Oberfläche im
Vergleich zu einer PTFE-Streifen-Lösung zu minimieren,
was sich positiv auf den Wärmeübergang auswirkt.
Durch die Realisierung eines Gaskissens kann zudem
die Staubkontamination des Tubenrohrinneren reduziert
werden. Im bevorzugten Fall des Vorsehens von zwei
Schweißbändern, nämlich einem inneren, an der Innen-
seite der Rohrform anliegenden Schweißband und ei-
nem äußeren, an einer Außenseite der Rohrform anlie-
genden Schweißband ist es bevorzugt, jedoch nicht
zwingend, beide Schweißbänder mittels Gaskissen, d.h.
einem inneren und/oder einem äußeren Gaskissen zu
lagern. Im Falle des Vorsehens nur eines einzigen
Schweißbandes ist dieses, zumindest abschnittsweise,
erfindungsgemäß mittels eines Gaskissens (inneres
oder äußeres Gaskissen) zu lagern.
[0007] Besonders zweckmäßig ist es, wenn die Gas-
austrittsöffnungen derart angeordnet sind, dass das die-
sen zugeordnete Schweißband unmittelbar mit dem aus
durch die Gasaustrittsöffnungen austretenden Gas an-
strömbar ist. Anders ausgedrückt befinden sich die Gas-
austrittsöffnungen bevorzugt unmittelbar unterhalb der

1 2 



EP 2 502 725 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Substratbahn abgewandten Schweißbandseite.
[0008] Zur Erzeugung des mindestens einen Gaskis-
sens ist es bevorzugt, wenn den Gasaustrittsöffnungen
Druckgasmittel, insbesondere Druckluftmittel, zugeord-
net sind, mit denen die Gasaustrittsöffnungen mit einem
Gasvolumenstrom, insbesondere einem Druckluftvolu-
menstrom, beaufschlagbar sind. Im Hinblick auf die kon-
krete Ausgestaltung der Druckgasmittel gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten. So kann es sich im einfach-
sten Fall um Druckgasflaschen, insbesondere Druckluft-
flaschen, handeln, die über eine entsprechende Gaslei-
tung gasleitend mit den Gasaustrittsöffnungen verbun-
den sind. Bevorzugt umfassen die Druckgasmittel einen
Druckgaskompressor, insbesondere einen Druckluft-
kompressor, welchem zur Vergleichmäßigung des Gas-
volumenstroms ein Druckgasspeicher, insbesondere ein
Druckgastank, nachgeordnet ist. Durch die Einstellung
des Gasdruckes ist es möglich, die Dickenerstreckung
des Gaskissens einzustellen sowie Einfluss zu nehmen
auf den Wärmeübergang zwischen der die Gasaustritts-
öffnungen aufweisenden Oberfläche und dem
Schweißband.
[0009] Im Hinblick auf die Ausbildung der Gasaustritts-
öffnungen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Grundsätzlich ist es möglich, die Gasaustrittsöffnungen
als diskrete, bevorzugt mechanisch hergestellte, Öffnun-
gen in dem Oberflächenmaterial, beispielsweise dem
Dornmaterial, vorzusehen, wobei die Öffnungen z.B.
durch Bohren, Schneiden, Lasern und/oder Stanzen her-
stellbar sind. Gemäß einer zweiten, bevorzugten Varian-
te zur Ausbildung der Gasaustrittsöffnung wird poröses,
insbesondere nano- und/oder mikroporöses, Material
eingesetzt, welches sich durch eine offenporige Struktur
auszeichnet. Das poröse Material kann metallisch und/
oder keramisch und/oder aus Kunststoff ausgebildet
sein. Besonders zweckmäßig ist es, wenn es sich bei
dem porösen Material um Sintermaterial oder durch ther-
misches Spritzen hergestelltes Material oder einen Me-
tallschaum oder einen Keramikschaum handelt. Beson-
ders geeignet als Werkstoff für nano- und/oder mikropo-
röses Material haben sich nickelbasierte Werkstoffe her-
ausgestellt. Zusätzlich oder alternativ können als nano-
poröse und/oder mikroporöse Materialien Aluminiumoxi-
de, Siliziumoxide, Zirkonoxide, Titanoxide oder Mischun-
gen daraus eingesetzt werden. Auch ist es möglich, ei-
nen mehrschichtigen Aufbau zu wählen, wobei auf einem
Trägermaterial, insbesondere einem Metallschaum, po-
röses Material, insbesondere nano- und/oder mikropo-
röses Material aufgebracht ist, welches beispielsweise
gesintert oder durch thermisches Spritzen oder Schäu-
men mit Treibgas hergestellt werden kann. Als beson-
ders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn die Poren-
größe der Poren des nano- oder mikroporösen Materials,
insbesondere eines Metallschaums, hin zur dem
Schweißband zugeordneten Oberfläche abnimmt. Alter-
nativ ist es möglich, das mikroporöse und/oder nanopo-
röse Material selbsttragend auszubilden.
[0010] Im Falle des Einsatzes von mikroporösem Ma-

terial hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn der
mittlere Porendurchmesser (mittlerer Querschnitt) und
damit der Durchmesser der Gasaustrittsöffnungen aus
einem Wertebereich zwischen 0,05 Pm und 2 mm, be-
sonders bevorzugt zwischen 0,1 Pm und 1 mm, noch
weiter bevorzugt zwischen 0,1 Pm und 500 Pm, ganz
besonders bevorzugt zwischen 1 Pm und 100 Pm ge-
wählt ist. Im Falle des Einsatzes von nanoporösem Ma-
terial ist dieses bevorzugt derart beschaffen, dass in die-
sem Nanomaterial gasdurchlässige Zwischenräume
(Poren) ausgebildet sind, deren mittlere Querschnitte im
Bereich zwischen 1 nm und 100 nm liegen. Insbesondere
weist das Nanomaterial dabei eine mittlere Molekülgröße
(mittlerer Moleküldurchmesser) zwischen 1 nm und 100
nm auf, vorzugsweise kleiner oder gleich 50 nm.
[0011] Für den Fall des Vorsehens eines inneren, d.h.
abschnittsweise im Inneren der Rohrform verlaufenden,
Schweißbandes hat es sich als vorteilhaft herausgestellt,
wenn die feste, dem Schweißband zugeordnete und mit
Gasaustrittsöffnungen versehene Oberfläche von einer
Dornoberfläche gebildet ist. Besonders zweckmäßig ist
es dabei, wenn dem inneren Schweißband eine vorzugs-
weise im Dorn vorgesehene Längsnut zugeordnet ist und
wenn die die Gasaustrittsöffnungen aufweisende Ober-
fläche vom Nutboden dieser Nut gebildet ist.
[0012] Im Falle des Vorsehens eines äußeren
Schweißbandes hat es sich als vorteilhaft herausgestellt,
wenn die dem Schweißband zugeordnete, Gasaustritts-
öffnungen aufweisende Oberfläche an den, vorzugswei-
se als HF-Schweißmitteln ausgebildeten, Schweißmittel
realisiert ist, um einen optimalen Wärmeübergang von
den Schweißmitteln in das Schweißband zu gewährlei-
sten. Zusätzlich oder alternativ kann eine Gasaustritts-
öffnungen aufweisende, dem Schweißband zugeordne-
te Oberfläche an einer, vorzugsweise senkrecht zur Sub-
stratlaufrichtung verstellbare und/oder einstell- bzw. po-
sitionierbare Presseinrichtung ausgebildet sein, die nach
dem Schweißvorgang einen Anpressdruck auf das
Schweißband mit darunter befindlicher, geschweißter
Substratbahn verursacht. Auch ist es möglich, eine Gas-
austrittsöffnungen aufweisende Oberfläche zur Erzeu-
gung eines Luftkissens zwischen der Oberfläche und
dem Schweißband an einer Kühleinrichtung, insbeson-
dere an deren Kühlflächen, auszubilden, wobei es be-
sonders zweckmäßig ist, wenn durch die Gasaustritts-
öffnungen, zumindest im Bereich der Kühleinrichtung, im
Vergleich zur heißen Schweißnaht kühleres Gas, insbe-
sondere kühlere Druckluft, austritt.
[0013] Als besonders zweckmäßig hat es sich erwie-
sen, den Gasvolumenstrom so einzustellen, dass ein
Luftkissen mit einer Dicke von weniger als 50 Pm resul-
tiert. Bevorzugt beträgt die Dickenerstreckung des Gas-
kissens zwischen etwa 2 Pm und etwa 50 Pm, vorzugs-
weise zwischen etwa 5 Pm und etwa 30 Pm. Besonders
zweckmäßig ist es, wenn die Dickenerstreckung des
Gaskissens etwa 10 Pm beträgt.
[0014] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, wenn mindestens zwei, vorzugsweise axial beab-
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standete Bereiche von Gasaustrittsöffnungen, vorzugs-
weise zwei Bereiche einer gemeinsamen Oberfläche,
unabhängig voneinander mit Gas beaufschlagbar sind,
um die resultierenden Gaskissen hinsichtlich ihrer Be-
schaffenheit, beispielsweise Dickenerstreckung und/
oder Temperatur, unterschiedlich zu gestalten.
[0015] Das Vorsehen eines Gaskissens kann weiter-
bildungsgemäß zum Erhitzen und/oder Kühlen des
Schweißbandes genutzt werden. So ist es beispielswei-
se denkbar, im Schweißbereich oder einem in Transpor-
trichtung vor dem Schweißbereich vorgesehenen Be-
reich das Schweißband durch eine geeignete Erwär-
mung des Gasvolumenstroms und damit des Luftkissens
zu erwärmen, insbesondere vorzuerwärmen. Zusätzlich
oder alternativ kann durch Gasaustrittsöffnungen, insbe-
sondere in einem in Transportrichtung den Schweißmit-
teln nachgelagerten Bereich, kühle Luft ausgeblasen
werden, um über das Gaskissen das Schweißband her-
abzukühlen.
[0016] Die Erfindung führt auch auf ein Verfahren zum
Betreiben einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Herstellen von Tubenkörpern mit mindestens einem
Schweißband, wobei mindestens ein Schweißband
durch Ausblasen von Gas, insbesondere Luft, durch die
Gasaustrittsöffnungen in der dem Schweißband zuge-
ordneten festen Oberfläche auf einem Gaskissen gela-
gert wird. Im Falle des Vorsehens von zwei Schweißbän-
dern ist es vorteilhaft, jedoch nicht zwingend, beide
Schweißbänder jeweils auf einem Gaskissen, insbeson-
dere einem Luftkissen, zu lagern.
[0017] Als besonders zweckmäßig hat es sich heraus-
gestellt, wenn die Gasbeaufschlagungsparameter, ins-
besondere Druck und/oder Volumenstrom des Gases,
so eingestellt werden, dass ein Gaskissen mit einer Dik-
kenerstreckung zwischen etwa 2 Pm und etwa 50 Pm,
vorzugsweise zwischen etwa 5 Pm und etwa 30 Pm, ganz
besonders bevorzugt von etwa 10 Pm resultiert, sodass
ein vergleichsweise geringer Abstand zwischen dem
Schweißband und der Oberfläche eingestellt wird, um
den Wärmeübergang zu verbessern.
[0018] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen.
[0019] Diese zeigen in:

Fig. 1: eine stark schematisierte Längsschnittansicht
durch eine Vorrichtung zum Herstellen von Tu-
benkörpern für Verpackungstuben aus einer
Kunststoffsubstratbahn und

Fig. 2: eine Querschnittsansicht durch eine Vorrich-
tung zum Herstellen von Tubenkörpern.

[0020] In den Figuren sind gleiche Elemente und Ele-
mente mit der gleichen Funktion mit den gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet.
[0021] In Fig. 1 ist in einer stark schematisierten

Längsschnittansicht eine Vorrichtung zum Herstellen
von Tubenkörpern gezeigt. Die Vorrichtung 1 umfasst
einen langgestreckten Dorn 2, um den mit hier als Form-
band ausgebildeten Formmitteln 3 eine hier als Kunst-
stofflaminat ausgebildete Substratbahn 4 zu einer Rohr-
form 5 umformbar ist, die dann mit Schweißmitteln 6,
insbesondere einer HF-Schweißeinrichtung, mit sich
selbst verschweißbar ist. Mit den Schweißmitteln 6 wer-
den die aneinander anstoßenden oder einander überlap-
penden Randbereiche miteinander verschweißt, und es
entsteht eine sich entlang des Dorns 2 erstreckende bzw.
entlang des Dorns 2 wandernde Schweißnaht. In dem
gezeigten Ausführungsbeispiel ist den Schweißmittel 6
in einer Transportrichtung 7 der Substratbahn 4 eine
Presseinrichtung 8 nachgeordnet, die einen einstellba-
ren Anpressdruck auf die frisch verschweißte Rohrform
aufbringt. Der Presseinrichtung 8 wiederum ist eine Küh-
leinrichtung 9 nachgeordnet.
[0022] Ferner ist aus Fig. 1 zu erkennen, dass die Vor-
richtung 1 insgesamt zwei Schweißbänder aufweist,
nämlich ein sogenanntes inneres Schweißband 10, wel-
ches abschnittsweise innerhalb des Dorns 2 verläuft, und
ein äußeres Schweißband 11. Inneres und äußeres
Schweißband 10, 11 nehmen die zur Rohrform 5 umge-
formte Substratbahn 4 sandwichartig zwischen sich auf
und werden umlaufend angetrieben, vorzugsweise zu-
mindest näherungsweise mit der Substratbahnge-
schwindigkeit. Sowohl bei dem inneren Schweißband 10
als auch bei dem äußeren Schweißband 11 handelt es
sich um Stahlbänder, die gegenüber feststehenden
Oberflächen bewegt werden. Dabei wird das innere
Schweißband 10 gegenüber einer inneren, von dem
Dorn 2 gebildeten Oberfläche 12 verstellt und das äußere
Schweißband 11 gegenüber einer äußeren Oberfläche
13, die, wie später noch erläutert werden wird, von un-
terschiedlichen Bauteilen gebildet ist.
[0023] Zur Minimierung der Reibung zwischen dem in-
neren Schweißband 10 und der inneren Oberfläche 12
wird zwischen der inneren Oberfläche 12 und dem inne-
ren Schweißband 10 ein inneres Gaskissen 14, hier ein
Luftkissen, erzeugt und zwischen der äußeren Oberflä-
che 13 und dem äußeren Schweißband 11 ein äußeres
Gaskissen 15, hier ein äußeres Luftkissen. Zur Erzeu-
gung der jeweiligen Gaskissen 14, 15 sind in den Ober-
flächen 12, 13, zumindest abschnittsweise, in Fig. 1 nicht
gezeigte Gasaustrittsöffnungen vorgesehen, durch die
Gas ausströmen kann, welches dann zwischen dem je-
weiligen Schweißband und der zugehörigen, feststehen-
den Oberfläche das Gaskissen erzeugt. Lediglich klar-
stellend sei hier erwähnt, dass es bevorzugt ist, an mög-
lichst vielen Stellen Gasaustrittsöffnungen vorzusehen.
Es ist jedoch auch denkbar, lediglich lokal, beispielswei-
se nur in einem dem inneren Schweißband zugeordneten
Bereich oder einem dem äußeren Schweißband zuge-
ordneten Bereich, ein das Schweißband lagerndes Gas-
kissen zu erzeugen.
[0024] In Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht der Vor-
richtung 1 gemäß Fig. 1 gezeigt. Zu erkennen ist der
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langgestreckte Dorn 2, um den die in Fig. 2 aus Über-
sichtlichkeitsgründen nicht gezeigte Substratbahn um-
formbar ist. In dem Dorn 2 ist eine als Längsnut ausge-
bildete Nut 16 vorgesehen, deren Nutboden 17 in dem
gezeigten Ausführungsbeispiel die innere Oberfläche 12
bildet, die mit einer Vielzahl von Gasaustrittsöffnungen
versehen ist. Die Gasaustrittsöffnungen 18 werden ge-
bildet von Poren in einem porösen Material 19, durch das
von der Dorninnenseite her über eine geeignete Gaszu-
führung Druckgas ausgeblasen werden kann, um hier-
durch zwischen dem inneren Schweißband 10, welches
im oberen Bereich der Nut 16 verläuft, und dem Nutboden
17, genauer der inneren Oberfläche 12, ein inneres Gas-
kissen 14 zu erzeugen. Es ist denkbar, dass zwei, ins-
besondere axial aufeinanderfolgende Bereiche der Dor-
noberfläche, genauer in diesen vorgesehene Gasaus-
trittsöffnungen, unabhängig voneinander mit Druckgas
beaufschlagbar sind, wobei beispielsweise in einem in
Transportrichtung des Substrates vorderen Bereich er-
wärmte Luft mit einer Temperatur, von vorzugsweise
mehr als 40°C, noch weiter bevorzugt mehr als 60° durch
Gasaustrittsöffnungen zum Erzeugen eines heißen Gas-
kissens strömt und in einem in Transportrichtung hinte-
ren Bereich durch Gasaustrittsöffnungen deutlich kühle-
re Luft ausströmt, von vorzugsweise weniger als 30°C
zur Kühlung des Schweißbandes und damit der
Schweißnaht. Auch ist es denkbar, dass mindestens
zwei Abschnitte der äußeren Oberfläche unabhängig
voneinander mit Druckgas, insbesondere unterschiedli-
cher Temperatur beaufschlagbar sind, beispielsweise
um im Bereich der Schweißmittel 6 oder in einem davor
angeordneten Bereich bewusst Wärme einzutragen, ins-
besondere durch Ausblasen von Gas, insbesondere Luft
mit einer Temperatur von über 40°C, noch weiter bevor-
zugt von über 60°C. Im Bereich der Presseinrichtung
und/oder im Bereich der Kühleinrichtung kann dann be-
vorzugt kühlere Luft durch die entsprechenden Gasaus-
trittsöffnungen 18 ausgeblasen werden, um die Kühlwir-
kung zu unterstützen. Zu erkennen ist, dass das innere
Schweißband 10 in einem Bereich innerhalb des Dorns
entgegen der Transportrichtung zurückläuft.
[0025] Unmittelbar oberhalb des inneren Schweißban-
des 10 befindet sich das äußere Schweißband 11, wel-
ches im Betrieb gemeinsam mit dem inneren
Schweißband 10 die Rohrform 5 im Bereich der Schweiß-
naht klemmt. Dem äußeren Schweißband 11 ist eine äu-
ßere Oberfläche 13 mit Gasaustrittsöffnungen 18 zuge-
ordnet, die vorzugsweise ebenfalls von porösem Material
19 gebildet sind, durch welches Gas über geeignete Gas-
zuführleitungen ausströmen kann, um zwischen dem äu-
ßeren Schweißband 11 und der äußeren Oberfläche 13
ein äußeres Gaskissen 15 zu erzeugen. Die äußere
Oberfläche 13 kann beispielsweise von den Schweißmit-
teln 6 und/oder der Presseinrichtung 8 und/oder der Küh-
leinrichtung 9 (vergleiche Fig. 1) gebildet werden.

Bezuaszeichenliste

[0026]

1 Vorrichtung

2 Dorn

3 Formmittel (Umformmittel)

4 Substratbahn

5 Rohrform

6 Schweißmittel

7 Transportrichtung

8 Presseinrichtung

9 Kühleinrichtung

10 inneres Schweißband

11 äußeres Schweißband

12 innere Oberfläche

13 äußere Oberfläche

14 inneres Gaspolster

15 äußeres Gaspolster

16 Nut

17 Nutboden

18 Gasaustrittsöffnungen

19 poröses Material

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Herstellen von Tubenkörpern
für Verpackungstuben aus einer Substratbahn (4),
mit einem sich in eine Axialrichtung erstreckenden,
langgestreckten Dorn (2), um welchen die Substrat-
bahn (4) zur Herstellung einer Rohrform (5) umform-
bar ist, und mit Schweißmitteln (6) zum Verschwei-
ßen der Substratbahn (4) sowie mit mindestens ei-
nem entlang einer Oberfläche (12, 13) umlaufend
antreibbaren Schweißband (10, 11)
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Oberfläche (12, 13) Gasaustrittsöffnun-
gen (18) vorgesehen sind, durch die Gas zum Er-
zeugen eines Gaskissens (14, 15) zwischen der
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Oberfläche (12) und dem dieser zugeordneten
Schweißband (10, 11) austreten kann.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass insgesamt zwei Schweißbänder (10, 11) derart
vorgesehen sind, dass die Substratbahn (4) zwi-
schen den Schweißbändern (10, 11) sandwichartig
aufnehmbar ist und/oder zumindest einem der
Schweißbänder (10, 11), vorzugsweise beiden
Schweißbändern (10, 11), jeweils mindestens eine
Oberfläche (12, 13) mit Gasaustrittsöffnungen (18)
zugeordnet ist/sind, durch die Gas zum Erzeugen
eines Gaskissens (14, 15) zwischen der Oberfläche
(12, 13) und dem zugehörigen Schweißband (10,
11) austreten kann.

3. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gasaustrittsöffnungen (18) unmittelbar un-
terhalb des Schweißbandes (10, 11) angeordnet
sind, so dass das erste Schweißband (10) unmittel-
bar anströmbar ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass den Gasaustrittsöffnungen (18) Druckgasmit-
tel, insbesondere Druckluftmittel, zum Erzeugen des
Gaskissens (14, 15), insbesondere des Luftkissen,
zugeordnet sind.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass den Gasaustrittsöffnungen (18), vorzugsweise
als nanoporöses und/oder mikroporöses Material
ausgebildetes, poröses Material (19) zugeordnet ist,
durch dessen Poren das Gas zu den, vorzugsweise
in dem porösen Material (19) ausgebildeten, Gas-
austrittsöffnungen (18) strömen kann.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das poröse Material (19) ein Sintermaterial,
oder ein durch thermisches Spritzen hergestelltes
Material, oder einen Metallschaum, oder einen
Kunststoffschaum, insbesondere einen Polyu-
rethanschaum, oder einen Keramikschaum umfasst
oder ist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mittlere Durchmesser der Gasaustrittsöff-
nungen (18), zumindest in einem Flächenabschnitt,
aus einem Wertebereich zwischen 1 nm und 2mm,
insbesondere aus einem Wertebereich zwischen 1

nm und 100nm oder aus einem Wertebereich zwi-
schen 0,05 Pm und 1 mm gewählt ist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche (12, 13) mit Gasaustrittsöffnun-
gen (18) zumindest abschnittsweise von einer Dor-
noberfläche, vorzugsweise von einem Nutboden
(17) einer das Schweißband (10, 11) abschnittswei-
se aufnehmenden Nut (16) im Dorn (2), gebildet ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche (12, 13) mit Gasaustrittsöffnun-
gen (18) an den Schweißmitteln (6) und/oder an ei-
ner den Schweißmitteln (6) in der Transportrichtung
(7) des Substrates nachgeordneten Presseinrich-
tung (8) zum Andrücken eines zuvor mit den
Schweißmitteln (6) aufgeschmolzenen Schweißbe-
reichs vorgesehen ist und/oder an einer den
Schweißmitteln (6) in der Transportrichtung (7) des
Substrates nachgeordneten Kühleinrichtung (9) vor-
gesehen ist.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Gaskissen (14) zwischen dem inneren
Schweißband (10) und der ersten Oberfläche (12)
und/oder ein Gaskissen (15) zwischen dem äußeren
Schweißband (11) und der zweiten Oberfläche (13)
zwischen 2Pm und 50Pm, vorzugsweise zwischen
5Pm und 30Pm, bevorzugt 10Pm beträgt.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei Bereiche von Gasaustritts-
öffnungen (18) unabhängig voneinander mit Gas be-
aufschlagbar sind und/oder mit unterschiedlichen
Gastemperaturen.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass Gastemperiermittel zum Erhitzen und/oder
Kühlen des zu den Gasaustrittsöffnungen (18) ge-
leiteten Gasstroms vorgesehen sind.

13. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (1) zum
Herstellen von Tubenkörpern aus einer Substrat-
bahn (4) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schweißband (10, 11) durch Ausblasen
von Gas, insbesondere Luft, durch die Gasaustritts-
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öffnungen (18) auf einem Gaskissen (14, 15) gela-
gert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass insgesamt zwei Schweißbänder (10, 11) durch
Ausblasen von Gas, insbesondere Luft, durch die
Gasaustrittsöffnungen (18) auf einem Gaskissen
(14, 15) gelagert werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gaskissen (14, 15), insbesondere durch
die Wahl, insbesondere das Einstellen des Gasvo-
lumens und/oder das Gasdrucks, auf eine Dicke zwi-
schen 2Pm und 50Pm, vorzugsweise zwischen 5Pm
und 30Pm, und/oder von 10Pm eingestellt wird.
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